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Microscopio electréonico de barrido. Introduccion a la microscopia
electronica de barrido. Instrumentos y diferentes técnicas: SEM, STEM y TEM.
Microscopio electronico de barrido de alto vacio (SEM), de bajo vacio (LV-SEM)
y ambiental (ESEM). Caracteristicas. Optica electrénica: Fuente de electrones
(filamento de W, de BsLa y de emisiéon de campo (FEG: cafnén Schottky y catodo
frio). Lentes electromagnéticas: propiedades, aberraciones. Resolucién vy
profundidad de campo. Magnificacion.

Interaccion de electrones con la materia: Dispersiones elasticas e
inelasticas. Simulacion Monte Carlo. Rango de penetraciéon y distribucion
espacial de los electrones del haz primario. Relacién entre el volumen de
interaccion y los parametros energia incidente, nUmero atdmico de la muestra
y geometria. Electrones secundarios, retrodifundidos y Auger. Rayos X
caracteristicos y del continuo. Rango y resolucién espacial de las diferentes
seflales emergentes.

Interaccion de fotones con la materia: Interaccién de fotones con la
materia. Dispersion elastica, Compton y efecto fotoeléctrico. Produccion de
fluorescencia y produccién Auger.

Sistemas de deteccion. Detectores de electrones. Detector de electrones
secundarios: detector Everhart-Thornley (ET). Detector de electrones
retrodispersados: detector de estado sélido de Si dopado con Litio -Si(Li).
Detectores de rayos x. Espectrémetros EDS y WDS. Detectores de Si(Li) y
contadores proporcionales. Resolucién. Tiempo muerto. Eficiencia. Picos de
escape. Picos suma. Asimetria de los picos detectados.

Analisis de elementos: Analisis cualitativo. Sustracciéon de fondo. Intensidad
de la linea caracteristica. Andlisis semicuantitativo. Analisis cuantitativo.
Efectos de matriz. Correccién ZAF. Funcién distribucién de ionizaciones ¢ (p z).
Andlisis de muestras extensas (pulidas y rugosas), delgadas y particulas o
inclusiones. Andlisis sin estandares.

Generalidades sobre preparacion de muestras. Preparacion de muestras
conductoras, no conductoras, bioldgicas, poliméricas, hidratadas. Métodos de
deshidratacién, fijacién y cubiertas conductoras. Daflo de las muestras durante
la preparacidn, observacién o analisis.



Estrategias de medicién. Errores (estadisticos, instrumentales, preparaciéon de
muestras, etc). Minimo limite de deteccidon. Eleccion de condiciones de
excitacién, parametros instrumentales y patrones. Homogeneidad de la
muestra. Contaminacién por carbono. Dafios por radiacion. Metalizado.

Posibles lineas de investigacion. Determinacion de estados de oxidacién.
Caracterizacién de lineas satélites. Imagenes cuantitativas, Caracterizacién de
procesos de difusion en bordes de grano, etc

Trabajos Practicos: Uso de PC con software especifico, donde los
participantes adquiriran una formacidon minima en simulacién Monte Carlo, uso
de un microscopio de barrido, procesamiento de espectros, calculo de efectos
de matriz, limite de deteccién minima y eleccién de las mejores condiciones
experimentales para un buen andlisis cuantitativo (12 Semana).
Caracterizacién de una muestra mediante la utilizacion de espectros medidos
en la microsonda con espectrometros dispersivos en energias (EDS) vy
longitudes de onda (WDS)- (22 Semana).
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